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Abstract (en)
The treatment equipment (1) is divided into two or more treatment chambers (2) through which extends the conveying path (3, 4) for the
components. Each treatment chamber includes provision for gas removal (12). Gas inlets (10, 11) introduce carrier- and/or reaction gases. Each
chamber has a recirculation unit (5) for the gases. Each chamber includes gas guidance baffles (7, 8) bringing the gas into contact with the
components to be treated. Gas outlets (12) are located in pressurized regions of the treatment chamber; they are alternatively located in regions
of reduced pressure and gas is removed under suction. Valves can be opened or closed to remove gases selectively from one or more treatment
chambers. Each treatment chamber includes its own post-treatment chamber (a gas incineration chamber) for the gases led away, and/or the gases
enter a manifold leading to a common gas treatment chamber.

Abstract (de)
Es wird eine Vorrichtung zur physikalischen und/oder chemischen Behandlung von Teilen unter Verwendung eines Träger- und/oder
Reaktionsgases, insbesondere zur Entbinderung von Formteilen, beschrieben. Die zu behandelnden Teile werden entlang einem Förderweg
durch die Vorrichtung geführt und dabei mit dem Träger- und/oder Reaktionsgas beaufschlagt. Die Vorrichtung weist in Förderrichtung der Teile
mindestens zwei hintereinander angeordnete Behandlungskammern auf, durch die sich der Förderweg erstreckt, wobei jede Behandlungskammer
eigene Einführeinrichtungen für das Träger- und/oder Reaktionsgas aufweist. Jede Behandlungskammer weist ferner zumindest einen Teil
einer Umwälzeinrichtung für das Träger- und/oder Reaktionsgas auf. Gasleiteinrichtungen sorgen für eine Beaufschlagung der Teile quer zur
Förderrichtung derselben.
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